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１．概要（Summary） 

薄膜型の限界電流式の酸素・湿度・NOｘセンサを実現

するためには、触媒電極であるＰｔをポーラス形状にする

必要がある[1]。ポーラス形状にすることで、ガスがＰｔと固

体イオン伝導体との界面まで拡散することができ、Ｐｔ

/YSZ/空気の Triple phase boundary の密度が増加して

直列抵抗を小さくすることができる。現状ではポーラスＰｔ

膜の評価手法が確立されておらず、センサ特性のばらつ

き制御ができない。光を透過する薄膜であれば屈折率か

ら相対密度を導出することができるが、光が透過しない金

属膜には適用できない。今回、ラザフォード後方散乱分

光法(RBS)でのポーラス金属膜の分析を検討した。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
ラザフォード後方散乱(RBS)測定装置 
【実験方法】 
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Fig. 1 Experimental setup for the rotational 

oblique evaporation (a) side view and (b) front 
view[2]  

 
Fig. 1の斜め回転蒸着装置を用いて、螺旋構造Ta2O5

薄膜を製膜した。Fig. 2 がその断面 SEM 像である。 

 
Fig.2 Cross-sectional SEM image of spiral Ta2O5 

film [1] 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
斜め蒸着した Ta2O5膜の RBS スペクトルを Fig. 3 に示

す。ポーラス膜であっても問題なく RBS 分析できることを

確認した。今後、更に詳細な評価を実施する予定である。 
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Fig. 3 RBS spectra of spiral Ta2O5 
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